
UV露光装置 
 

                     ＭＯＤＥＬ：  LUV-1000 

 

平行光を照射し、30～40mW/㎠の強度で露光します。 

マスクガラスを装着してパターン露光も可能です。 

露光対象のガラスと照射光の平面出しを自動で行います。 

 

専用PCソフトウェアより制御を行い、シャッターコントローラーから露光操作を

行います。 

シャッターコントローラー 



型式 LUV-1000 

光源 
超高圧水銀ランプ 2kW 

 全光束：90,000lm  平均寿命：500時間  

放射照度 30～40 [mW/㎠] 

照射面積  有効照射面積：150× 150 [mm] 

照射均一性 有効面内にて90 [%] 以上 

照射平行度 
コリメーションハーフアングル 2.0 [deg] 

デクリネーションアングル 0.5 [deg] 

管理波長 365 [nm] 

露光の管理 
別体のシャッターコントローラーに依存 

積算露光量、又は露光時間での管理 

電源電圧 単相200V 50/60Hz 

寸法(W x H x D) 1150 mm(W)×2010 mm(H)×1400 mm(D)  

重量 300 [kg] 

照射波長範囲 300～500[nm] 

消費電力 40 [A]以下 

品名 UV EXPOSURE EQUIPMENT 

対応マスクサイズ 
材質：ガラス 

寸法：127 x 127 [mm] 公差0.5[mm] 厚み：2.3 [mm] 

対応サンプルサイズ 
材質：ガラス 

寸法：100 x 100 [mm] 厚み：0.7 又は1.1 [mm] 

マスクとサンプルのギャップ幅 調整幅：0〜300 [μm] 調整分解能：1 [μm] 

エアー環境 

【駆動用 圧縮エアー】  

 0.6 [MPa] 

【冷却用 エアー】 

 吐出量：4.5 [㎥ /min]以上 ダクト径：φ125[mm] 

【排気用】 

 ダクト径：φ125[mm] 

【真空ポンプ】 

 装置に付属 

 仕様 



オプション 内容 

放射照度変更 減光フィルターの挿入等で30mW/㎠以下に落とします 

カスタム 内容 

遮光シャッターの追加 部分露光ができるように分割式の遮光シャッターを追加します 

露光マスク変更 マスクホルダーの寸法を変更します 

サンプルサイズ変更 対応するサンプルサイズを変更します 
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項目 説明 備考 

UV露光機 本体   

 光源用電源部  本体に装備 

 排気用ブロアーファン ダクト付属 本体に装備 

 無停電電源装置 UPS PC等のAC100V駆動向け 本体に装備 

 シャッターコントローラー ウシオ製 本体に装備 

 真空ポンプ   

露光マスクガラス  お客様支給 

 デスクトップPC&モニター  本体に装備 

 製品構成 

 オプション・カスタム 


